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Wynalazek dotyczy lamp elektronowych
o bardzo duzej oporno$ci wejSciowei. W lam-
pach elektronowych uzywanych w wieli: urza-
dzeniach, a w szczegoélnosei w przelgeznikaca
elektronowych najwazniejszym wymaganiem
technicznym jest duza oporno$é¢ weisciowa.

Dla osiggniecia duzej oporno$ci wejsciowe]
s3 uzywane roézne znane sposoby. Dodatni prad
siatki daje sie na przyklad stosunkowo tatwo
obnizy¢é do malo znaczacej wielkosei, skoro

przylozymy do elektrody sterujacej odpowied- .

nie ujemne napiecie wstepne. Przy zwieksze-
niu ujemnego napiecia siatki o 0.9V, prad siat-
ki zostanie obnizony na przykiad przyv tem-
peraturze katody 1160°K o wspélczynnik 104

Przy ujemnym napigciu wstepnym w zakre-
sie stosowania dodatniego pradu siatki elek-
trony s3 odpychane od siatki. AZeby ten prad
szczatkowy otrzymaé mozliwie maly znane sa
i stosowane nastepujgce sposoby: Zmniejsze-

*) Wiaéciciel patentu o$wiadezyl, ze twérea
wynalazku jest Ernst Alfred Frommhold.

nie temperatury zarzenia- katody (przewaznie
katody tlenkowe), obnizénie dodatnizgo napie-
cia elektrod chwytajacych elektrony de wiel-
koséci ponizej potencjalu jonizujgcegn resztki
czgstek gazdw, uzyskanie bardzo dobrej préz-
ni, stosowanie konstrukecji wsporezej elektro-
dy sterujgcej z mattriatu o bardzo duiej opor-
nosci izolacji na przyklad z kwarcu, wyposaze-
nie wystajacych na zewnatrz lampy izolowa-
nych cze$ci, ktére sg pelgczone z elektroda
sterujgcg w izolujacg warstwe o duzej opor-
nosci izolacji i znikomej przewodnosci, ochro-
na izolator6w umieszconych w lampie oraz
bedgcej w poblizu izolatoréw banki szklanej
przed zanieczyszczeniami lub osadem z wypa-
rowanych przewodzacych substancji, mozliwie

“najmniejszy wymiar elektredy sterujgcej i prze-

strzeni miedzyelektrodowej pomiedzy elektro-
da sterujacg i pozostalymi elektrodami w ce-
lu zmniejszenia wytworzenia sie zjonizowa- -
nych czasteczek gazowych na skutek zewnetrz-
nych promieni kosmicznych i radioaktywnych,
wyposazenie elektrody sterujgcej w powierzch-
nie emitujgce o duzej pracy wyjscia, wyko-



manie techniczne i termiczpne sprawnz=go ukla-
du umozliwiajgcego odpowiednie odprowa-
dzenie ciepia z elektrody sterujgcej, ekrano-
wanie lampy elektronowej przed promienio-
waniem zrédel zewnetrznych, oraz -suszenie
atmosfery otaczajgcej lampe elektronows.

W rzeczywistoSci optymalne wlasciwoéei po-
miarowych lamp elektronowych o stercwancj
elektrodzie osiaga sie oprécz Srodkéw wyzej
wymienionych przez uzyskanie miedzy katodg
i siatkg sterujgcg przestrzéennego ladunku siat-
ki. Na skutek- siatkowego !adunku przes. strzen-
nego dodatnie. jony sa hamowane przez siat-
ke sterujgca, a przez utworzenie pozornej ka-
tody polepszone sg wilasciwo$ei wzmacniajace
lampy. Pomimo zastosowania ‘tych §rodkéw
zawsze pozostaje jednak znikomy prad szczat-
kowy.

Wiadomym jest réwniez, ze lampy elektro-
monwe mogg by¢ sterowane, kiedy eicktro.y
sg umieszczone w nastepujgecym porzgdku: ka-
toda, anoda, elektroda sterujgca. Ten uklad
elektrod znany jako uklad z odwrécong lampa
nine .daje jednak korzy$ci w pordéwnania
z lampami elektronowymi o sterowanej siatce,
w ktérych zastosowano wyzej wym enione
§rodki zapobiegajgce celem zmniejsze':ia pra-
du szczgtkowego siatki. Wskutek tego ten vo-
dzaj lamp za wy]atklem svczego]nych priypad-
kéw nie jest stosowany.

Wiadomym jest, ze w lampach elektrono-
wych o sterowanej elektrodzie pozostaly prad
szczatkowy jest w rzeczywisto$ei z powrotem
doprowadzony do promieniowania hamujgce-
go emitowanego z siatkowego ladunku prze-

strzennego. Dlatego zastosowano w lampach
elektronowych wedlug wynalazku zasade ukla-
du z odwrécona lampg, w ktorej zastosowa-
no znane $rodki do zmniejszenia pradu szczai-
kowego.

Podczas, gdy w znanych lampach elektrons-
wych o sterowanej siatce z siatkowyru tadu:.-
kiem przestrzénnym, wicksza cze$¢ pradu ka-
todowego nie podlega sterowaniu, a wiec nie
jest wzmocniona, ale mimo to wysyla promie-
niowanie hamujgce to w lampach eleistrono-
wych wedlug wynalazku jest sterowauy caty
prad katodowy. W tym przypadku osiazga sie
dodatkowe korzy$ci, ktore uzyskuje sie w lam-
pach elektronowych ze sterowang siatkyg przez
wprowadzenie siatkowego ladunku przestrzen-
nego.

Elektronowe lampy pomiarowe wedlug wy-
nalazku wykazuja w przeciwieastwie d» lamp
elektronowych, ze sterowang siatkg korzysé
polegajaca na znikomym pradzie szczatkowym
przy jednakowej stromo$ci charakterystyki
lub wiekszej stromosci charakterystyki przy
jednakowym pradzie szczatkowym.

Zastrzezenia patentowe

Lampa elektronowa o bardzo duz=j cporno-
$ci wejSciowej, w ktérej uzywa sie do zmniei-
szenia pradu szczatkowego znane $rodki, zna-
mienna tym, Ze anoda lampy umieszczona
jest miedzy elektroda sterujacg i katoda:
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Zastepca: mgr Jozef Kaminski,
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